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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI | INNYCH KOMPETENC)I
1. 1. Podstawowa wiedza w zakresie fizyki i matematyki.

CELE PRZEDMIOTU

C1. Zrozumienie istoty pomiaréw dla poznania stanu rzeczywistego i wspétzaleznosci wielkosci fizycznych.

C2. Poznanie podstawowych poje¢ metrologicznych, systemu jednostek miar Sl i zasad wykonywania pomiaréw podstawowych
wielkosci fizycznych oraz wtasciwosci podstawowych czujnikdw i przyrzadéw pomiarowych.

C3. Nabycie podstawowej wiedzy o czynnikach zaktécajagcych pomiary.

C4. Nabycie podstawowe] wiedzy o planowaniu eksperymentu i opracowywaniu wynikéw pomiaréw wraz z ich niepewnoscia.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE

Z zakresu wiedzy:

PEU_WO01 Ma podstawowa wiedze w zakresie metrologii, rozumie istote pomiarédw i zna metody pomiaréw.
PEU_W02 Zna podstawowe wiasciwosci przyrzaddéw i systeméw pomiarowych.
PEU_WO03 Ma podstawowa wiedze o doktadnosci i niepewnosci pomiaréw.

Z zakresu umiejetnosci:
Z zakresu kompetencji spotecznych:
PEU_KO01 Potrafi kreatywnie rozwigzywac¢ postawione problemy i krytycznie analizowa¢ pozyskane dane.




TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajec - wyktad liczba godzin:

Istota pomiaru oraz znaczenie metrologii w technice i gospodarce. Metrologia techniczna i 1

Wyl prawna. Podstawowe pojecia.

Skale pomiarowe i jednostki miar. System Sl i definicje jednostek podstawowych. Stuzby miar.
Wy2 Wzorce i hierarchiczny system przekazywania jednostek miar. Aparatura pomiarowa: przyrzad, 2
system i tancuch pomiarowy;

Sensory (czujniki) i ich wiasciwosci oraz zastosowanie; warunki uzytkowania. Planowanie
Wy3 eksperymentu i metody pomiarowe: podziat zalezny od przyjetych kryteriéw; wasciwosci i 2
przyktady realizacji.

Przyrzady pomiarowe analogowe i cyfrowe: rodzaje; elementy sktadowe; uktady wejSciowe i
Wy4 wyj$ciowe; przetworniki analogowo-cyfrowe; rola mikroprocesoréw i komputera zewnetrznego; 2
wtasciwosci metrologiczne i uzytkowe; wptyw wielkosci zaktécajacych.

Wzorcowanie i legalizacja przyrzadéw pomiarowych: przyczyny i zrédta bteddéw wskazan;

Wy5 : 1 AP ; N ; . o 2
Niepewnos¢ pomiaréw i opracowywanie wynikéw: Zrodta niepewnosci pomiaréw.
Wy6 Obliczanie niepewnosci standardowej typu A oraz typu B. 2
Wy7 Obligzgni‘e‘niepewnos’ci r.ozszerzonej na odpowiednim poziomie ufnosci. Sposoby opracowywania 2
wynikdw i ich prezentacji.
Wy8 Kolokwium 2
suma godzin: 15

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyktad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
N2. Konsultacje

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny
F - formuiaca w trakei - . S A
p.°;?5éiﬁfowi,f§cﬁﬁji?n’iiﬁ“ Numer efektu uczenia sie Sposdb oceny osiagniecia efektu uczenia sie

semestru
PEU_WO01

Flw) Egg—wgg wynik kolokwium podstawowego lub poprawkowego
PEU_KO1

P(w) P=F1
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